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1. 会議の名称

日本表面科学会創立25周年記念国際シンポジウム

表面科学とナノテクノロジーに関する国際シンポジウム

International Symposium on Surface Science and Nanotechnology

(ISSS-4)

2.　主催

日本表面科学会

3.　後援・協賛

　後援：文部科学省 (科学研究費補助金 研究成果公開促進費による)
協賛：応用物理学会、日本化学会、日本物理学会、日本顕微鏡学会、表面技術協会、電気化学会、日本質量分析学会、日本分光学会、日本分析化学会、高分子学会、化学工学会、触媒学会、日本油化学会、粉体工学会、粉体粉末冶金協会、日本材料学会、日本材料科学会、日本セラミック協会、軽金属学会、日本金属学会、日本真空協会、日本トライボロジー学会、日本機械学会、電気学会、電子情報通信学会
4.　会期

2005年11月13日(日)　～　2005年11月17日（木）　5日間

5.　場所

大宮ソニックシティ　(埼玉県さいたま市)

6.　目的

　日本表面科学会では、様々な学問・産業分野へ表面科学の成果を発信する目的で国際会議を開催してきた。第4回の国際シンポジウムは､現在国家的な重点施策に指定され､学問的にも産業的にも今後の大きな成長が期待されるナノテクノロジーを主題に開催する。表面科学は､ナノ科学・ナノテクノロジーの原点に位置し、とりわけボトムアップのナノ科学・ナノテクノロジーにおいて､最重要分野を形成する。従って､表面科学を軸足としてナノ科学とナノテクノロジーを議論する国際シンポジウムを開催することは、本分野の発展に大きな意義をもつ。今回からはバイオナノテクノロジーなどの新分野も積極的に取り込み、ナノ科学・ナノテクノロジーにおける表面科学の寄与と役割を拡大することを狙う。

7.　経緯

　日本表面科学会では､設立10年後よりこれまで、5周年ごとに国際シンポジウムを開催し､海外の表面科学研究者との交流を促進してきた。第1回は1989年に表面分析を主体に表面科学の新領域を、第2回は1996年に環境触媒と関連物質を主体に表面化学を、第3回は1999年にマイクロ及びナノデバイスのための表面科学を、それぞれ中心テーマとして開催してきた。第4回(本申請)は、2005年にナノ科学とナノテクノロジーを主題に開催する。

8.　会議のスコープ

第４回表面科学国際シンポジウム（The 4th International Symposium on Surface Science and Nanotechnology (ISSS-4)）では以下に示す４分野（理論・ダイナミックス、ナノ構造の制御・作製と物理、評価法、化学とバイオ）を大きなトピックスとして採り上げ、それぞれについてサブテーマを設け、合計１１テーマのもとで専門的な議論を行う。

<Theory and dynamics>　(表面科学における理論と動力学)

 - Theoretical approaches to structures and properties of surfaces and nanostructures

 - Dynamic phenomena of surfaces

<Control, fabrication, and physics>　(表面の制御、作製、物理)

 - Atomic-scale controlled surfaces and thin films 

 - Fabrication and properties of novel surface structures and nanostructures 

 - Nano Materials（nano-tube, nanowire, nano-dots）and self-organization for nanostructure formation）

 - Micro/nano-fabrications of semiconductors, bio, metal, ceramics & hybrid, and organic films for device applications

<Characterization>　(表面の分析･計測)

 - Characterization of novel surface structures and nanostructures 

 - Surface/interface analysis, quantitative characterization

<Chemistry and Biology >　(表面科学と表面生体科学)

 - Colloidal chemistry and nano chemistry（molecules, bio, and membrane） 

 - Surface chemistry and catalysis,

 - Biological applications of surface science and nanotechnology 

9.　会議日程

	日
	午前
	午後
	夜

	13日
	
	参加登録
	参加登録

	14日
	Plenary Session
	Oral Session
	Poster Session

	15日
	Oral Session
	Poster Sessions&
Nanotech Business Session
	Banquet

	16日
	Oral Session
	Oral Session 
	Poster Session

	17日
	Oral Session
	（日本表面科学会講演大会）
	


10.　招待講演者

<全体講演者>

Akira Fujishima 

(KAST) 

Ph. Avouris

(IBM Research Division)
Daniel J. Muller 

(Max-Planck-Institute of Molecular Cell Biology)
<招待講演者>
Shinji Tsuneyuki

(Univ. of Tokyo)
David Vanderbilt
 
(Rutgers) 

Yoshiyasu Matsumoto 
(Institute for Molecular Science) 

Tadahiro Komeda

(IMRAM, Tohoku Univ.)
Mischa Bonn 

(Leiden University)

Andreas Heinrich

(IBM Almaden Research Center) 
Masakazu Aono 

(Osaka Univ.)
H.W. Yeom 

(Yonsei Univ.)

Hisanori Shinohara 
(Nagoya Univ.)
Angelo Rubio 

(Univ. Pais Vasco) 
Meyya Meyyappan 
(NASA Ames Research Center) 
Fumio Komori 

(Univ. of Tokyo, ISSP) 

J.K. Kim


(POSTEC) 

M.C. Hersam

(Northwestern University)
Seiichi Miyazaki 

(Hiroshima Univ.)
Takahiro Yamasaki 
(Fujitsu Labs) 

S.Y. Chou


(Princeton Univ.) under negitiation

H. Sirringhaus 

(Cavendish Laboratory, University of Cambridge) 

Yasuhiro Horiike

(NIMS)
Jorge M. Seminario 
(Texas A&M University) 

Seizo Morita

(Osaka Univ.)
Matthias Bode 
(Institute of Applied Physics and Microstructure Research Center) 
Toshio Ando 

(Kanazawa Univ.) 
Qi-Kun Xue 

(The Chinese Academy of Sciences Beijing)

Atsuo Kawasuso 

(JAERI) 
Keiji Tanaka 

(Kyushu University) 
Eberhard Umbach 

(Universitaet Wurzburg) 

Kazue Kurihara 

(IMRAM, Tohoku Univ.) 

Alexander Wei 

(Purdue University)
James Gimzewski 

(UCLA) under negotiation 
Matthias Scheffler

(FHI, Berlin) 
Yasunobu Inoue 

(Nagaoka University of Tech.) 
Stacey F. Bent 

(Stanford University)
P. Feulner 


(Technische Universitaet Munchen)

Kazunari Domen 

(Univ. Tokyo)
Kazuhiko Mase 

(KEK-IMSS)
Teruo Okano 

(Tokyo Women’s Medical Univ.)
Jeremy J. Ramsden

(Univ. of Basel) 
Aaron Bensimon 

(Genomes Stability Unit) 

11.　予想参加者数
国内　370　人

国外　 80　人

合計　450　人

12.　参加予定国
日本、韓国、中国、台湾、シンガポール、オーストラリア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、イタリア、スイス、スペイン、デンマーク、など。

13.　プロシーデイングス論文集出版
　日本表面科学会と科学技術振興機構が運営している英文電子ジャーナル「e-Journal of Surface Science and Nanotechnology」に出版する。
14.　国際諮問委員会

Chair  M. Tsukada 
(Japan)

M. Aono 

(Japan)

F. Besenbacher 

(Denmark)

J. J. Boland 

(Ireland)

C.-S. Chang 

(Taiwan)

H.-J. Freund 

(Germany)

C. M. Friend 

(USA)

G.W. Goodman 

(USA)

H.Goronkin 

(USA)

F. J. Himpsel 

(USA)

F. Hirata 

(Japan)

J. G. Hou 

(China)

A. Ichimiya 

(Japan)

T. Kajiyama 

(Japan)

T. Kawai 

(Japan)

J. Klein 

(UK/Israel)

H. Koinuma 

(Japan)

Y. Kuk 


(Korea)

T. Kunitake 

(Japan)

M. G. Lagally 

(USA)

G. Le Lay 

(France)

C. M. Lieber 

(USA)

V. G. Lifshits 

(Russia)

H. Moehwald 

(Germany)

Y. Nihei 

(Japan)

J. E. Ortega 

(Spain)

K. Oura 

(Japan)

W.-D. Schneider 
(Switzerland)

P. Soukiassian 

(France)

S. Y. Tong 

(Hong Kong)

E. Tosatti 

(Italy)

P. Varga 

(Austria)

M. A. Van Hove 

(USA)

M. E. Welland 

(UK)

R. Wiesendanger 
(Germany)

J. T. Yates, Jr. 

(USA)

K. Yoshiwara 

(Japan)

15.　組織実行委員会

Chair  　
高柳邦夫（東工大）


Vice-Chair 　
塚田捷（東大）
岩澤康裕（東大）


Secretary　　
長谷川修司（東大）
大西洋（KAST）


Treasurer　　
荻野俊郎（横浜国大）
坂間弘（上智大）


Program/Publication

　　
  Chair 　　　
尾嶋正治（東大）


  Vice-Chair　
渡邊聡（東大） 石田敬雄（AIST） 猪飼篤（東工大）


Local Arrangement 


  Chair　　　 
福井賢一（東工大）

 　
  Vice-Chair　
栗原和枝（東北大）


Fund Raising Committee 


  Chair

二瓶好正（理科大）


  Vice-Chair  
副島啓義（島津)  
 Vice-Chair 繁野雅次（ＳＩＩ）


  Vice-Chair
大岩　烈（ｱﾙﾊﾞｯｸ･ﾌｧｲ）Vice-Chair岩槻正志（JEOL）

会計監査　　
尾浦憲治郎（大阪大）
16.　予算書

     収入(千円)

文科省科研費

7,120

一般参加費

10,000

学生参加費

1,500

寄附・展示

2,000

学会本部

1,500

合計


22,120
　    支出(千円)
会議準備費

  会議費

500

  通信費

600

  1st  Circular

200

  2nd Circular

400

  臨時事務請負費
1,200

  プログラム臨時請負費
1,200

登録委託費

1,200

招待費


6,720
会議費
　　会場費

2,300

　　付帯業務費

2,100

　　Get Together
500

　　懇親会

1,300

　　コーヒー、等
500

　　事務費

700

　　会場アルバイト費
500

　　プログラム等印刷費
1,200

Proceedings 

1,000
合計


22,120










